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１．概要（Summary） 
 地球上には飛行能力を有する生物が多数存在する．昆

虫に代表される羽ばたき飛翔は，ホバリングなど優れた能

力を持つため，この飛翔のメカニズムの解明のため多くの

研究がされている． 
本研究で対象としたキイロショウジョウバエは，飛翔能

力が高く，また遺伝子の性質や飼育が容易であることから

実験生物として多く用いられている．キイロショウジョウバ

エの飛翔能力について，背中にセンサプローブを接着し

て飛翔力の計測を行う研究がある．本手法では，よりフリ

ーフライトに近い状態で計測を行うために，風洞内でハエ

に正面から定常風を当てた状態で飛翔力の計測を行う． 
 結果として，定常風の影響により羽ばたき飛翔に変化が

見られた． 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 ・高速大面積電子線描画装置 
 ・マスク・ウエーハ自動現像装置群 
 ・ステルスダイサー 
【実験方法】 
 ハエの飛翔力計測のための MEMS 3 軸力センサの製

作において，ナノテクプラットフォームが有する電子線描

画装置とマスク・ウエーハ自動現像装置群を用いて製作

した EB 描画マスクを用いた． 
 製作したセンサを紫外線硬化樹脂を用いてハエに接着

し，風洞内でハエに対して正面から定常風を当てた状態

で飛翔力の計測を行った． 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 高速度カメラを用いた映像解析により，定常風の影響に

よって羽ばたき時の羽の軌道に変化が見られた．その際

のハエの進行方向の力について，定常風が当たらない場

合は加速方向の力が，定常風が当たる場合は減速方向

の力が計測された．これは，定常風下では風速程度の飛

行状態に近づき，速度が一定となるように飛翔力を調節し

たためと考えられる． 
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